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Wykonawcy
(informacja zamieszczona na stronie
internetowej prowadzonego postepowania)

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCOW

Dotyczy: postepowania na realizacje zadania pod nazwa: ,Dostawa skaningowego
mikroskopu elektronowego z wyposazeniem”

Na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)
dalej: uPzp, Zamawiajacy udostepnia tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami do
przedmiotowego postepowania oraz dokonuje zmiany terminu sktadania
i otwarcia ofert, oraz terminu zwiazania oferta:

1) Pytanie nr 1 - dot. OPZ (zatacznik nr 3 do SWZ) pkt. 1.7

Czy Zamawiajacy uzywajac wyrazenia ,nominalna odlegto$¢ robocza” miat na mysili
analityczng odlegto$¢ roboczg (AWD) czy odlegtos¢ punktu przeciecia sie wigzek
elektronowej i jonowej?

Uzasadnienie

Analityczna odlegto$¢ robocza (AWD) jest nominalng odlegtoscia w jakiej powinna
znajdowac sie probka w trakcie wykonywania analizy chemicznej przy uzyciu analizatora
EDS. Zapewnia to maksymalizacje wydajnosci takiego procesu.

Odlegtos¢ punktu przeciecia sie wigzek elektronowej i jonowej jest nominalng odlegtoscig
w jakiej powinna znajdowac sie probka w trakcie jednoczesnej pracy obu wigzek np.
podczas wykonywania cienkich skrawkéw do dalszej analizy TEM czy wykonywania

nanotomografii z wykorzystaniem usuwania materiatu za pomocg wigzki jonowej.

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajacy dopuszcza obydwie wspomniane w zapytaniu interpretacje okreslenia
»,nominalna odlegto$¢ robocza”.

2) Pytanie nr 2 - dot. OPZ (zatlacznik nr 3 do SW2Z) pkt. 3.3

Czy Zamawiajacy wymagajac rozwigzania zapewniajgcego, aby po zmianie wysokosci
stolika (osi Z stolika) przy pochylonej probce pole widzenia zostawato zachowane, ma na
mysli uktad z dodatkowym stopniem swobody (tzw. 0$ Z’' lub M), ktéry zapewnia przesuw
probki zawsze wzdtuz osi optycznej kolumny elektronowej, niezaleznie od pochylenia
stolika?



SEM

stolik

Uzasadnienie

Takie rozwigzanie zapewnia szybka i precyzyjng nawigacje na badanej probce, niezaleznie
od jej pochylenia, bez koniecznosci. Zwtaszcza wazne jest to w trakcie prac z
wykorzystaniem obu kolumn SEM i FIB. Dzieki takiemu rozwigzaniu gwarantowana jest
mozliwos¢ pochylania probki z zachowaniem punktu obserwacji.

OdpowiedZz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane pkt. 3.3 w OPZ. Aktualny zapis dostatecznie

precyzyjnie definiuje wymagania Zamawiajgcego.

3) Pytanie nr 3 - dot. OPZ (zatacznik nr 3 do SWZ) pkt. 7.8

Czy Zamawiajacy opisujac proces wykonywania nanotomografii struktury z kontrolg
grubosci usuwanej warstwy, ma na mysli rozwigzanie, w ktérym na podstawie zmiennych
zaleznosci geometrycznych w obrazie, okreslana jest grubos$¢ usuwanej warstwy?

Uzasadnienie

Jedynie okres$lenie zaleznosci geometrycznych na uzyskanym obrazie gwarantuje
precyzyjny pomiar grubosci usuwanej warstwy materiatu. Doktadne wyznaczenie tego
parametru (nie szacowanie na podstawie catkowitej zatozonej grubosci i ilosci usuwanych
warstw) gwarantuje doktadng rekonstrukcje 3D badanego materiatu (bez pojawiajacych
sie znieksztatcen i deformacji struktury).

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane tego punktu zapisu OPZ. W aktualnej wersji OPZ

pkt 7.8 dostatecznie precyzyjnie opisuje wymagania Zamawiajgcego w tym zakresie.
4) Pytanie nr 4 - dot. OPZ (zatacznik nr 3 do SW2Z) pkt. 7.9

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na rozdzielenie pkt. 7.9 na dwa niezalezne punkty:

1) Mozliwos$¢ akwizycji obrazéw w rozdzielczosci 32x24 tys. Pikseli w 16 bitowej skali
szarosci, poprzez skanowanie pojedynczej ramki

2) Mozliwos¢ akwizycji obrazéw w rozdzielczosci 32x24 tys. Pikseli w 16 bitowej skali
szarosci, poprzez automatyczne obrazowanie mozaikowe (fgczenie wielu obrazéw)

Uzasadnienie

Mozliwos$¢ akwizycji obrazow w rozdzielczosci 32x24 tys. pikseli poprzez skanowanie
pojedynczej ramki i skanowanie mozaikowe sg to dwa niezalezne tryby pracy mikroskopu,
wykorzystywane w réznych celach, dlatego niemozliwe jest ich zamienne stosowanie. Oba
tryby nie sa sobie tozsame. Akwizycja obrazu pojedynczej ramki w ultra wysokiej
rozdzielczosci zapewnia zachowanie maksymalnej ilosci najdrobniejszych szczegdtow w
obrazie bez niedoktadnosci sktadania mozaiki (zawsze wystepujacych) i koniecznosci
korygowania jasnosci i kontrastu na krawedziach zbieranych obrazéw. Skan odbywa sie
przy niezmiennych parametrach, dzieki czemu caly badany obszar jest mozliwy do



interpretacji i dalszego opracowania. Tryb mozaikowy stosowany jest do wykonywania
obrazéw pogladowych gdzie powstajace btedy podczas sktadania nie majg wiekszego
znaczenia analitycznego.

OdpowiedZz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane tresci pkt.7.9 OPZ.

5) Pytanie nr 5 - do pkt 2.7 w Zataczniku nr 3 do SWZ

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zmiane zapisu:

- System musi posiada¢ detektor katodoluminescencyjny, montowany na komorze
mikroskopu, nie wymagajacy elementéw posrednich, umozliwiajacy jednoczesng prace z
pozostatymi detektorami, pracujacy w trybie RGB, w zakresie spektralnym nie wezszym
niz 350 - 900 nm.

na zapis:

~System musi posiada¢ detektor katodoluminescencyjny, montowany na komorze
mikroskopu, nie wymagajacy elementéw posrednich, umozliwiajacy jednoczesng prace z
pozostatymi detektorami lub wsuwany na ramieniu, ale bez ograniczenia funkcjonalnosci
obrazowania elektronami SE i BSE, pracujacy w trybie RGB, w zakresie spektralnym nie
wezszym niz 350 - 900 nm.

Wyjasnienie:

Katodoluminescencja jest sygnatem o bardzo niskim natezeniu, dlatego zasadne jest aby
detektor CL umiesci¢ bezposrednio nad probka (tj. pod nabiegunnikiem) zamiast z boku.
Detektor CL znajdujacy sie blisko nad probka jest bowiem oswietlony zdecydowanie
wiekszym (co najmniej 10 krotnie) sygnatem niz detektor potozony w pewnej odlegtosci z
boku, gdzie dochodzi tylko promieniowanie CL z wycinka kata brytowego, zgodnego z
kierunkiem probka-detektor. Taki detektor jest automatycznie wsuwany na ramieniu,
otwor w nim znajdujacy sie pozwala na obrazowanie SE i BSE na detektorach
wewnatrzkolumnowych, a jego geometria nie ogranicza sygnatu EDS. W trakcie regularnej
pracy z mikroskopem, detektor jest wysuniety do bezpiecznej pozycji.

OdpowiedZz Zamawiajacego:

Zamawiajacy wyraza zgode na wnioskowang zmiane zapisu. W zwigzku z powyzszym
Zamawiajacy do niniejszej Informacji dotgcza nowo obowigzujacy Zatacznik nr 3 do SWZ
- OPZ. Zmiana w tresci OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA zaznaczona zostata kolorem
czerwonym.

Zamawiajacy zmienia:
a) tresc¢ rozdziatu XII pkt 119 SWZ na:

.1. Oferte wraz z wymaganymi zatacznikami nalezy ztozy¢ w terminie do dnia
26.04.2024r., do godz. 10:00 za posrednictwem Platformy:
https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet wroclawski/proceedings
Zamawiajacy przy wyznaczaniu terminu skorzystat z art. 138 ust. 4 uPzp.”

»9. Otwarcie ofert nastgpi 26.04.2024r. r. o godzinie 10:30 za posrednictwem
Platformy Przetargowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet wroclawski/proceedings
poprzez odszyfrowanie ztozonych ofert przez Zamawiajacego.”

b) tresc rozdziatu X pkt 1 SWZ na:
~1.Wykonawca jest zwigzany oferta do dnia 24.07.2024 r., jednak nie
dtuzej niz 90 dni od dnia upltywu terminu sktadania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym uptywa termin
sktadania ofert.”



https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze wszelkie informacje przekazywane
Wykonawcom stanowia integralna czes¢ specyfikacji warunkow zamoéwienia
i dotycza wszystkich Wykonawcow bioracych udziat w ww. postepowaniu.
Wykonawca jest zobowiazany ztozy¢ oferte uwzgledniajaca wszelkie zmiany
i wyjasnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawcéw.

Zatacznik do Informacji:
Zmiana Ogtoszenia do Informacji dla Wykonawcdéw nr 1.
Zatgcznik nr 3 — Opis przedmiotu zamdwienia obowigzujacy od dnia 16.04.2024

Rektor Uniwersytetu Wroctawskiego
Robert Olkiewicz



